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摘要(译)

本发明的目的是提供一种按压构件，超声波探头和超声波诊断装置，其
提高均匀按压对象的效率并获得高精度的弹性图像。因此，按压构件与
对象的接触表面形成为使得接触表面的至少一部分的面的垂直方向不同
于另一部分的面的垂直方向。按压构件可拆卸地安装在探头上或与探头
一体形成。
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